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掩模位置误差对光刻投影物镜畸变的影响 
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摘要:  为使光刻投影物镜满足光刻工艺的要求，研究了掩模位置误差对光刻投影物镜引入的畸变。采用勒让德多项式

描述光刻投影物镜的畸变，并应用勒让德多项式对光刻投影物镜进行了畸变分析及畸变补偿。利用以上方法，对一台

工作波长为193 nm，数值孔径（NA）为0.75的光刻投影物镜进行了畸变分析。 结果显示：当掩模面3个方向的平移公

差为1.0 μm，绕3个轴的转动公差为0.1 mrad时，光刻投影物镜标定前后的畸变分别为2 113.2 nm和10.0 nm。利用勒让德

多项式进行了畸变拟合，获得了多项式中各项系数，并给出掩模面位置误差的畸变敏感度系数；然后利用畸变敏感度

系数对掩模面的随机位置误差进行了公差分析和补偿。结果表明，将光刻投影物镜畸变控制在2 nm以内时，掩模面

z方向的位置公差为±2.0 μm，掩模面与x轴与y轴的倾斜公差分别为±22.3 μmad和±55.3 μmad。实验结果证明提出的方法

适用于对掩模面引入的光刻投影物镜畸变进行有效分析及补偿。
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Abstract: To meet the requirement of lithographic tool for the distortion in a lithographic projection lens, the
distortion of the optical lithography introduced by alignment errors of a reticle was researched. The Legendre
polynomials were used to describe the distortion of lithographic projection lens, and then it was taken to analyze
and compensate the distortion. Based on the proposed methods, a lithographic projection lens with a Numerical
Aperture(NA) of 0.75 and the working wavelength of 193 nm was analyzed. The analysis results show that the
combinational tolerances of the reticle tilt error in 1.0 μm and the reticle translation error in 0.1 mrad have aroused
by uncalibrated distortions of 2 113.2 nm and 10.0 nm. The Legendre polynomial was used to fit the distortion to
obtain the coefficients of the Legendre polynomial, and then to get the distortion sensitivity of the reticle
alignment errors. The distortion sensitivity then was used to perform the tolerance analysis and compensation for
the random position errors of the reticle. As the distortion was expected to be less 2 nm, the requirement of the
reticle z-direction tolerance is ±2.0 μm and those of the reticle x-tilt and y-tilt tolerances are ±22.3 μmad and ±55.3
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μmad, respectively. The results demonstrate that the way proposed is suitable for analyzing and compensating the
distortion introduced by reticle alignment errors in lithographic projection lenses.

Key words: lithography; optical design; lithographic projection lens; optical distortion; Legendre polynomials;
tolerance analysis

 

1     引    言

光刻投影物镜的主要功能是将掩模图形按一定

比例近似完美地成像到硅片上，这就要求光刻投影

物镜必须满足高像质、低畸变的条件。随着光刻工

艺的发展，套刻工艺对光刻投影物镜的像质、畸变

等要求也越来越高。其中，畸变是影响光刻投影物

镜成像的关键 [1]。工作波长为193 nm的产品化光刻

投影物镜的波像差和畸变都为纳米级 [2]。所以，畸

变分析及控制是光刻投影物镜设计者必须考虑的

问题。

传统的光学系统中，计量仪器、光学成像测绘

系统和光学成像定位系统等对畸变的要求较高。

一般用百分比表示畸变，而畸变要求较高的系统

则达到万分之几或十万之几，少数系统在畸变测

量后会通过数据处理来降低畸变的影响 [ 3 – 7 ]。通常

采用近轴光学理论对光学系统进行畸变分析，采

用赛德尔像差对畸变进行描述 [8]。但是，赛德尔像

差一般只应用三阶畸变对光学系统进行畸变描

述、分析和补偿，较少应用到五阶畸变。也有人

提出曲线拟合等特殊方法针对光学系统进行畸变

分析 [9 ]，但该方法难以应用到光刻投影物镜系统

中。国外对套刻精度研究提出了一些畸变分析方

法 [ 1 0 – 1 2 ]，如圆域极坐标多项式和矩形区域二维多

项式，不过前者不适用于光刻投影物镜的矩形视

场畸变分析，而后者针对光刻投影物镜缺乏物理

意义。

光刻投影物镜具有相对较大的矩形视场和较高

的畸变要求，利用赛德尔像差无法全面描述其畸

变，从而对畸变的分析和补偿产生一定制约。本

文针对光刻投影物镜的特点，推导了掩模面位置

误差对畸变的影响，并利用勒让德正交多项式对

畸变进行描述。针对一个典型光刻投影物镜进行

了畸变分析，给出了掩模面位置误差的畸变敏感

度矩阵，并利用畸变敏感度矩阵对畸变进行了补

偿，给出了掩模面的位置公差。 

2    原理分析

2.1    畸变定义

几何光学理论定义畸变为某物点主光线在高斯

像面的位置与其理想像点的位置差，这是大多数

光学设计软件光线追迹获得畸变的基本理论 [13]。当

光学系统对畸变要求较高，需要考虑实际像点的

光强能量分布时，需要引入物理光学理论，定义

畸变为某物点在高斯像面成像点光强能量中心位

置与其理想像点的位置差。不过，仍可以广义定

义畸变为某物点在像面的实际成像点与理想成像

点的位置差，因为这样可以避免实际成像点描述

不同而导致的畸变定义不同。

[¡x 0; x 0] ;[¡y0; y0]

¡1
x

x 0
1;¡1

y

y0
1

假 设 光 刻 投 影 物 镜 的 像 面 矩 形 视 场 为

，物镜像面某理想像点为(x,y)，其

中 ，与它对应的实际像点

为(xi, yi)，所以畸变可以表示为：

D(x, y) = (xi, yi) − (x, y) =
(
Dx,Dy

)
, (1)

D (x ; y)其中： 为畸变的矢量表示，Dx为x方向的畸

变，D y为 y方向的畸变。畸变的大小D s t可以表

示为：

Dst = |D (x, y) | =
√

D2
x + D2

y . (2)

式 (1)~式 (2)将畸变进行一次正交分解为Dx，

Dy，能够完整地描述单视场相对理想像点的畸变。

2.2    畸变分布表示

为研究光刻机和光刻投影物镜矩形视场的畸变

分布规律，需建立具有一定完备性的正交畸变

基，以更好地分析引起畸变的原因和畸变补偿方

法。由于光刻投影物镜是矩形视场，而勒让德多

项式是在矩形区域内的正交基多项式 [14]，所以可以

用它表示畸变，该多项式的各个项代表的畸变具

有正交性。勒让德多项式表示为： 8>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>:

Dl m n (a; b) =

MX
m=0

NX
n=0

clm nPm (a)Pn (b)

dl m n (a; b) = Pm (a)Pn (b)

Pm(a)=

KX
k=0
(¡1)k

(2m¡2k) !

2m k! (m¡k) ! (m¡2k) !
am¡2k

Pn (b) =

KX
k=0
(¡1)k

(2n ¡ 2k) !

2n k! (n ¡ k) ! (n ¡ 2k) !
bn¡2k

; (3)

其中：l表示两个方向的畸变，符号取x或y；  K, m,
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K =
n

2
n ¡ 1

2
¡1 a 1;¡1 b 1

D l m n (a; b) dl m n

n为整数， ；clmn为多项式系数；将

像方视场进行归一化，得到： ；

为勒让德正交多项式； 为畸变

正交基，如表1所示。

表1中每项畸变正交基都代表一种畸变分布，

每项畸变分布之间具有正交性。根据正交多项式

的特点，可得畸变性质如下：

(1) 对畸变进行拟合，各项畸变系数互相不影

响，利于畸变的独立性分析。

(2) 任何矩形视场的畸变都可以通过畸变正交

基的线性组合表示。

(3) 高阶畸变项是高阶项和低阶项的线性组

合，低阶项的线性组合对高阶项具有畸变补偿

作用。

2.3    畸变分析

光刻投影物镜对畸变的要求极为苛刻，畸变要

求为纳米量级，光学设计时需要考虑所有对畸变

有纳米量级以上影响的因素。其中，掩模面位置

误差是影响畸变的重要因素之一。

[¡x 0; x 0] ; [¡y0; y0]

(x Q; yQ)

M x Q = x M yQ = y

为便于分析光刻投影物镜的畸变，设定如下条

件：在光刻投影物镜坐标系下，像面矩形视场为

， 物 方 视 场 中 Q 点 坐 标 为

，理想成像点坐标为(x, y)，物镜系统倍率

为M，存在 和 ，光刻投影物镜的

波 像 差 足 够 小 ， 像 点 的 光 强 分 布 不 影 响 系 统

畸变。

由于物面(掩模面)安装必然存在误差，掩模面

的平移、旋转、倾斜均会引起畸变，因此系统畸

变测试结果中包含掩模面安装误差引起的畸变。

为更好地识别光刻投影物镜本身的畸变，需要分

析掩模面安装引起的畸变，掌握掩模面安装误差

引起畸变的特点。

(x 0Q; y 0Q)

当掩模面安装存在x向和y向平移误差时，x方

向上平移 tx和在y方向上平移 ty，物方视场中Q点物

面坐标系的坐标变换为 ，即有： (
x 0Q = x Q ¡ tx

y 0Q = yQ ¡ ty

: (4)

根据物镜成像关系，可知畸变为： (
D x (x ; y) = Dx (M x Q;M yQ) = M x 0Q ¡M x Q = M tx

D y (x ; y) = Dy (M x Q;M yQ) = M y 0Q ¡M yQ = M ty

:

(5)

由式(5)可知，掩模面平移会引起像面平移，产

生常数项畸变，该畸变可以通过勒让德多项式像

面平移项表示，掩模面平移量的M倍为像面平移量。

(x 0Q; y 0Q)

当掩模面安装存在旋转误差时，掩模面绕z轴

旋转角度φ，物方视场中Q点物面坐标系的坐标变

换为 ，即有： (
x 0Q = x Q cos + yQ sin

y 0Q = ¡x Q sin + yQ cos
: (6)

根据物镜成像关系，可知畸变为： 8>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>:

D x (x ; y) = Dx (M x Q;M yQ) =

M (x Q cos + yQ sin )¡M x Q =

¡2x sin2
³

2

´
+ y sin

D y (x ; y) = Dy (M x Q;M yQ) =

M (¡x Q sin + yQ cos )¡M yQ =

¡xsin ¡ 2ysin2
³

2

´
: (7)

sin ¼因为旋转角度非常小，可以近似 , φ二

阶量可以忽略，式(7)可以简化为：

表 1   勒让德多项式表示的畸变正交基

Tab. 1   List of x and y distortion orthogonal components of
Legendre polynomials

No. Type of distortion Name

1 dl 0 0 (a; b) = 1 像面平移项

2 dl 1 0 (a; b) = a 倍率项或像面旋转项

3 dl 0 1 (a; b) = b 倍率项或像面旋转项

4 dl 1 1 (a; b) = ab 二阶XY畸变

5 dl 2 0 (a; b) =
1
2
¡
3a2 ¡ 1

¢
二阶X畸变

6 dl 0 2 (a; b) =
1
2
¡
3b2 ¡ 1

¢
二阶Y畸变

7 dl 2 1 (a; b) =
1
2
¡
3a2b¡ b

¢
三阶X2Y1畸变

8 dl 1 2 (a; b) =
1
2
¡
3ab2 ¡ a

¢
三阶X1Y2畸变

9 dl 3 0 (a; b) =
1
2
¡
5a3 ¡ 3a

¢
三阶X畸变

10 dl 0 3 (a; b) =
1
2
¡
5b3 ¡ 3b

¢
三阶Y畸变

11 dl 2 2 (a; b) =
1
4
¡
9a2b2 ¡ 3a2 ¡ 3b2 + 1

¢
四阶X2Y2畸变

12 dl 3 1 (a; b) =
1
2
¡
5a3b¡ 3ab

¢
四阶X3Y1畸变

13 dl 1 3 (a; b) =
1
2
¡
5ab3 ¡ 3ab

¢
四阶X1Y3畸变

14 dl 4 0 (a; b) =
1
8
¡
35a4 ¡ 30a2 + 3

¢
四阶X畸变

15 dl 0 4 (a; b) =
1
8
¡
35b4 ¡ 30b2 + 3

¢
四阶Y畸变

16 …… ……
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8>><>>:
Dx (x ; y) = D x (M x Q;M yQ) = y0 ¢

y

y0

Dy (x ; y) = D y (M x Q;M yQ) = ¡ x 0 ¢
x

x 0

: (8)

 

由式(8)可知，掩模面旋转会引起像面旋转，产生

一阶线性项，该项可以通过勒让德多项式像面旋

转 项 表 示 。 掩 模 面 旋 转 量 会 引 起 等 量 的 像 面

旋转。

(x 0Q; y 0Q)

当掩模面安装存在倾斜误差时，假设掩模面过

物镜坐标系原点，掩模面与物镜坐标系x轴的夹角

为α，与物镜坐标系y轴的夹角为β，物方视场中

Q点物面坐标系的坐标变换为 ，即有：
 (

x 0Q = x Q cos

y 0Q = yQ cos
: (9)

 

为分析光刻投影物镜畸变，需要得到等效Q点

的P点坐标，这与实际的光线传播相关。光刻投影

物镜要求物像双方远心，但是实际物镜很难实现

物方理想远心，仍然存在物方远心度误差。因

此，假设光刻投影物镜存在一定的物方远心度，

入瞳中心位置在 (0,0,ZT)。在物镜坐标系中，经

(0,0,ZT)和原视场点(xQ,yQ,0)的光线与掩模面的交点

为P点，P点坐标可以表示为：
 8<:

x P

x Q

=
yP

yQ

=
zP ¡ zT

¡zT

x P sin + yP sin + zP = 0
: (10)

 

交点P的坐标(xP,yP,zP)为：
 8>>>>>>><>>>>>>>:

x P =
x QzT

zT ¡ x Q sin ¡ yQ sin

yP =
yQzT

zT ¡ x Q sin ¡ yQ sin

zP = ¡
x QzT sin + yQzT sin
zT ¡ x Q sin ¡ yQ sin

: (11)

 

P点在物面坐标系的坐标为
 8>>>>>>><>>>>>>>:

x 0P =
2x QzT cos

2zT ¡ x Q sin 2 ¡ yQ sin 2

y 0P =
2yQzT cos

2zT ¡ x Q sin 2 ¡ yQ sin 2

z 0P = ¡
x QzT sin 2 + yQzT sin 2

2zT ¡ x Q sin 2 ¡ yQ sin 2

: (12)

 

那么，畸变可以表示为：8>>>>>>>><>>>>>>>>:

Dx (x ; y) = D x (M x Q;M yQ) = M x 0P ¡M x Q =

2M zT (cos ¡ 1) ¢ x

2M zT¡xsin 2 ¡ysin 2
+

sin 2 ¢ x 2 + sin 2 ¢ x y

2M zT¡x sin 2 ¡y sin 2
Dy (x ; y) = D y (M x Q;M yQ) = M y 0P ¡M yQ =

2M zT (cos ¡ 1) ¢ y

2M zT¡x sin 2 ¡y sin 2
+

sin 2 ¢ x y + sin 2 ¢ y2

2M zT¡x sin 2 ¡y sin 2

:

(13)

zT À x ; zT À y

光刻投影物镜的物方远心度一般为毫弧度量

级，存在 ，掩模面与物镜坐标系的

夹角α、β均为极小量，α, β的二阶量可以忽略，因

此畸变表达式可以简化为：8>>>>>>><>>>>>>>:

D x (x ; y) = D x (M x Q;M yQ) = M x 0P ¡M x Q =

sin 2
2M zT

¢ x 2 +
sin 2
2M zT

¢ x y

D y (x ; y) = D y (M x Q;M yQ) = M y 0P ¡M yQ =

sin 2
2M zT

¢ x y +
sin 2
2M zT

¢ y2

: (14)

zT =1
由畸变分析可知，当光刻投影物镜为物方理想

远心时，存在 ，掩模面的倾斜安装误差不

会引入畸变；当光刻投影物镜存在物方远心时，

掩模面倾斜主要会产生两种二阶畸变，而当存在

光阑像差时，即各个视场的远心度不同，会衍生

更 高 阶 畸 变 。 引 入 勒 让 德 多 项 式 ， 畸 变 表 达

式为：8>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>:

D x (x ; y) =
sin 2
2M

¢ x 0y0

zT

¢ x y

x 0y0
+

sin 2
3M

¢ x 2
0

zT

¢ 1
2

µ
3

x 2

x 2
0
¡ 1
¶
+

sin 2
6M

¢ x 2
0

zT

D y (x ; y) =
sin 2
2M

¢ x 0y0

zT

¢ x y

x 0y0
+

sin 2
3M

¢ y2
0

zT

¢ 1
2

µ
3

y2

y2
0
¡ 1
¶
+

sin 2
6M

¢ y2
0

zT

:

(15)

可以看出，通过勒让德多项式描述二阶畸变不仅

能够体现其物理意义，也能够体现常数项对二阶

畸变的补偿效果。

当掩模面安装存在z向平移时，根据赛德尔像

差理论，光刻投影物镜会引入初级畸变。初级畸

变随视场的三次方变化，将初级畸变进行x方向和

y方向分解，其x, y方向分量具有畸变系数相同的特

点，可以得到初级畸变为：(
dx = dSVx

¡
x 2 + y2¢

dy = dSVy
¡
x 2 + y2¢ ; (16)
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其中dSV为初级畸变系数。初级X向畸变可以通过三

阶X1Y2畸变和三阶X畸变的线性组合表示，初级

Y向畸变可以通过三阶X2Y1畸变和三阶Y畸变的线

性组合表示，即有：

dx =
cx12

2

3 x
x0
·y

2

y2
0

− x
x0

+ cx30

2

5 x3

x3
0

−3
x
x0

 =
dS ·

x
x0

 x2

x2
0

+
y2

y2
0

 − 14
15

dS ·
x
x0

dy =
cy21

2

3 x2

x2
0

· y
y0
− y

y0

+ cy03

2

5y3

y3
0

−3
y
y0

 =
dS ·

y
y0

 x2

x2
0

+
y2

y2
0

 − 14
15

dS ·
y
y0

. (17)

3cx 12

2
=

5cx 30

2
=

3cy21

2
=

5cy03

2
= dS存在 便使式

(17)成立。该公式说明掩模面z向平移误差引起的初

级畸变可以等效为勒让德多项式中的三阶畸变。

勒让德多项式可以更灵活地表示三阶畸变，这也

说明三阶畸变可以通过倍率进行补偿。

以上畸变分析表明，掩模面位置误差主要引入

的畸变类型与勒让德多项式有很好的对应关系，

并可以使用勒让德多项式表示畸变。在光刻投影

物镜的矩形视场内勒让德表示的畸变具有正交

性，并且包含赛德尔像差中的畸变描述。所以，

为了表征光刻投影物镜矩形视场内的畸变，有效

识别光刻投影物镜的畸变类型，更好地分析和补

偿畸变，本文采用勒让德多项式表示光刻投影物

镜畸变。

3    仿真与结果分析

3.1    光学系统及畸变要求

光刻投影物镜的初始结构来自于Embodiment 5
(Y.Omura, European Patent2000)。 镜片数量为21[15]，

工作波长为193.368 nm，光学系统使用一种光学材

料熔石英，折射率为1.560 119。数值孔径NA为

0.75，静态视场为26 mm×8 mm，倍率为–0.25，光

学设计的畸变残差为0.3 nm。一般193 nm光刻机要

求光刻投影物镜的静态畸变约为6~2 nm。

在分析和测试光刻投影物镜畸变时，倍率偏差

会被当成系统畸变进行分析和测试，因此需要将

倍率偏差从系统畸变中分离出来，计入到倍率

中。由于光学系统两个方向的倍率应该一致，对

称倍率(即倍率偏差)不计入系统畸变，非对称畸变

计入系统畸变。光学系统两个方向的像面旋转类

似，两个方向相同的旋转角度不计入系统畸变，

非对称旋转计入系统畸变。这类畸变分析可以用

一阶线性畸变进行描述： 

Dx =cx10
x
x0
+ cx01

y
y0
=

cx10 + cy01

x0 + y0
·x +

cx10y0 − cy01x0

x0 + y0
· x
x0
+

cx01 − cy10

x0 + y0
·y +

cx01x0 + cy10y0

x0 + y0
· y
y0

Dy =cy01
y
y0
+ cy10

x
x0
=

cx10 + cy01

x0 + y0
·y −

cx10y0 − cy01x0

x0 + y0
· y
y0
−

cx01 − cy10

x0 + y0
·x +

cx01x0 + cy10y0

x0 + y0
· x
x0

. (18)

¢M =
cx 10+ cy01

x 0+ y0

dM =
cx 10y0¡ cy01x 0

x 0+ y0
φ =

cx01−cy10

x0+y0

d' =
cx 01x 0+ cy10y0

x 0+ y0

那么：倍率偏差 ，非对称倍率

畸变 ，旋转角度 ，

非对称旋转畸变为 。

将畸变定义为非标定畸变和标定畸变。非标定

畸变是指包含平移、旋转、倍率误差的畸变，标

定 畸 变 是 指 除 去 平 移 、 旋 转 、 倍 率 误 差 的

畸变。

3.2    畸变敏感度

对光刻投影物镜的掩模面进行扰动，分别向x,

y, z方向平移1 μm，与x, y夹角为1 mrad，绕z轴旋转

1 mrad，通过CodeV软件分析得到光刻投影物镜畸

变，对畸变进行勒让德多项式拟合，获得勒让德

多项式的敏感度系数。敏感度系数如表2和表3所
示，可以看出各扰动量引入的畸变成份和大小，

各变量引入的畸变类型与理论分析基本一致，更高

阶类型畸变的产生主要源于光阑像差。

3.3    公差分析及补偿

对光刻投影物镜的物面同时进行6个维度的随

机扰动， x ,  y ,  z方向的平移扰动量在 [ – 1  μ m ,
1 μm]内均匀分布，绕 x ,  y ,  z轴的旋转扰动量在

[–0.1 mrad, 0.1 mrad]内均匀分布，样本数为500，
分析结果显示：光刻投影物镜的畸变优于2 113.2 nm
的概率为99.87%。利用勒让德多项式分析畸变，在

去除像面平移、旋转、倍率偏差后，即光刻投影

物镜标定后畸变优于10.0 nm的概率为99.87%。

 
图 1 光刻物镜结构示意图

Fig. 1   Layout of lithographic projection lens
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掩模面x, y方向平移只产生像面平移，掩模面

绕z轴旋转引入像面旋转，像面平移和旋转不计入

畸变，所以掩模面x, y向平移及绕z轴旋转没有约

束，需要结合光刻工艺等方面给出位置公差。

在光刻机实际工作过程中没有补偿掩膜面与x,
y轴的夹角误差，因此只能通过掩模面安装调节控

制精度。这里考虑畸变对掩模面倾斜有较严格的

公差要求。

掩模面z方向平移引入的畸变可以通过镜头中

间隔调节机构进行补偿，并按照补偿能力放宽掩

模面z方向的位置公差。

在500个样本中随机抽取1个样本，光刻投影物

镜的未标定畸变如图2所示，光刻投影物镜的标定

畸变如图3所示。利用勒让德多项式敏感度矩阵分

析畸变，通过间隔补偿机构补偿畸变。补偿后光

刻投影物镜的畸变可达0.5 nm，如图4所示。

表 2   掩模面安装误差的x方向畸变敏感度系数

Tab. 2   Distortion sensitivities in x direction of reticle
alignment errors

cxmn α β φ tx ty tz

/nm 1 mrad 1 mrad 1 mrad 1 μm 1 μm 1 μm

m n

0 0 0.00 –54.59 0.00 –250.00 0.00 0.00

0 1 0.00 0.00 –5250.00 0.00 0.00 0.00

0 2 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00

0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 4 0.00 –0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0 0.00 –6.50 6.50 0.00 0.00 –2.72

1 1 62.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 –0.42

1 3 –5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0 0.00 –75.29 0.00 0.00 0.00 0.00

2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 2 0.00 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00

2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 4 0.00 –0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 –1.55

3 1 –31.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

3 3 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0 0.00 43.14 0.00 0.00 0.00 0.00

4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 2 0.00 –1.54 0.00 0.00 0.00 0.00

4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 4 0.00 –0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

表 3   掩模面安装误差的y方向畸变敏感度系数

Tab. 3   Distortion sensitivities in y direction of reticle
alignment errors

cymn α β φ tx ty tz

/nm 1 mrad 1 mrad 1 mrad 1 μm 1 μm 1 μm

m n

0 0 11.38 0.00 0.00 0.00 –250.00 0.00

0 1 –2.63 0.00 2.63 0.00 0.00 –0.74

0 2 21.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 –0.11

0 4 –1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0 0.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00

1 1 0.00 –62.79 0.00 0.00 0.00 0.00

1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 3 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00

1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0 –7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 –1.08

2 2 –14.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

2 4 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 0.00

3 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 3 0.00 –0.63 0.00 0.00 0.00 0.00

3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

4 2 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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由图5可知，掩模面位置误差引入的畸变可以

控制在2 nm以内，掩模面z方向的位置公差为±2.0

μm，掩模面与x轴的倾斜公差为±22.3 μmad，掩模

面与y轴的倾斜公差为±55.3 μmad。

4    结  论

本文提出利用勒让德多项式表示和分析掩模面

引入的光刻投影物镜畸变，并进行了畸变补偿方

法的研究。通过推导光刻投影物镜掩模面安装误

差引入的畸变，以及光刻投影物镜实例分析，可

以看出勒让德多项式丰富了畸变类型，能有效分

析光刻投影物镜的畸变，并更好地研究光刻投影

物镜的畸变补偿方法。实验结果表明，本文提出

的畸变补偿方法将掩模面位置误差引入的畸变控

制在2 nm以内，掩模面的z方向的位置公差为±2.0

μm，掩模面与x轴的倾斜公差为±22.3 μmad，掩模

面与y轴的倾斜公差为±55.3 μmad。

该方法不仅对光刻投影物镜的畸变分析和光刻

投影物镜的畸变补偿研究具有指导意义，还适用

于分析光刻投影物镜其他类型误差引入的畸变。 
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